
拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび弊社はネプコンジャパンに出展し、
「半導体製造プロセスの温度計測・制御ソリューション」
をテーマに半導体の前工程の「温度計測・制御」に関わる
製品を展示やシステム提案をいたします。
弊社ブースにご来場賜りたくご案内申し上げます。

会　　期：2025年1月22日(水)~24日(金)
会　　場：東京ビッグサイト
開場時間：10:00~17:00
当社小間：東７ホール小間No.E66-15
※事前に来場者登録をお願いします 敬具

製品紹介

〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8   TEL 03(3956)2111
東　京 03(3956)2401
仙　台 022(227)0581   
高　崎 0274(42)6611
水　戸 029(224)9151

大　宮 048(643)4641
宇都宮 028(612)8963

千　葉 043(224)8371
立　川 042(521)3081
神奈川 046(295)9100
大　阪 06(6385)7031
大　津 077(526)2781
岡　山 086(473)7400

広　島 082(261)4231   
福　岡 092(481)1951
北九州 093(531)2081
名古屋 052(581)7595
静　岡 054(255)6136
富　山 076(441)2096

https://www.chino.co.jp/

当社小間のご案内

小間No. E66-15

東7ホール

出入口 出入口

高精度で長期安定性に優れた放射温度計に
位置決めを容易にするビデオスコープを搭載

SiC結晶成長の温度測定精度向上

放射温度計

測定窓

SiC結晶 カーボンるつぼ

SiC原料 高周波コイル

測定ポイント周辺の映像

設定表示器

温度信号

PLC

※1時間おきに、ブースの全容が分かる10分プレゼンを行います

成膜・エッチングの温度管理

調節計

除外装置

供給タンク

ウエハ・ステージヒータの温度分布測定に
常温から極低温まで精度よく測定

製造工程間の温度管理
ワーク温度維持による品質管理に
装置組込み容易な小形放射温度計

小形放射温度計

設定表示器 調節計

ビューポイント

搬送ライン
成膜装置１ 成膜装置２

処理ウェハ

高精度温度分布測定

耐熱形熱画像計測装置

恒温槽内の電子部品温度測定に
本体は環境温度150℃の耐熱性

排気

クライオポンプ

白金・コバルトシース
測温抵抗体
－253℃以下の温度測定

供給配管温度制御 排気配管温度制御

アルミ電解コンデンサの逆電圧印加試験

ウエハ・ステージヒータの
温度分布測定用センサ

真空

プラズマ
ウェハ

ステージヒータ

印加開始 1分後 5分後


